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PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSAO DE MONITORES BOLSISTAS

Convocacgao para Assinatura do Termo de Compromisso e Inicio das Atividades de

Monitoria

A Coordenagdo Académica do Instituto Federal de Goids — Campus Valparaiso convoca os candidatos
selecionados no Edital 04/2024 para a assinatura do Termo de Compromisso e o inicio das atividades de
monitoria. O processo ocorrera de forma virtual, utilizando a assinatura eletronica no GOV.br e a entrega dos

documentos por meio

de formulario virtual.

Data para assinatura e envio dos documentos: 14/10/2024
Link para o formulario: https://forms.gle/TpDkQsBhSt4mLgZx8

Os alunos convocados sdo:

Pro.fes_so.r/a € Aluno/a Matricula Curso
Disciplina

Arte - Igor Carvalho |Vitdria Emanuely Amorim de 0221150020290 Tecnlcq Integrado em Automacgao
Rodrigues Castro Industrial
Arte - Igor Carvalho Gmlherme de Sousa 0221150020079 Tecnlcq Integrado em Automacao
Rodrigues Rodrigues Industrial
frte ) lgor Carvalho Kallel Gongalves de Almeida 20221150030287 [Técnico Integrado em Mecanica
Rodrigues
CII’(EUItOS Elétricos - [Thiago Alves Fernandes 0221150020230 Tecnlcq Integrado em Automacgao
Larissa Marques Peres|leroslav Industrial
Desenho Técnico
Mecanico - Raphael |[Evillen Ferreira de Matos 20221150030201 [Técnico Integrado em Mecanica
Silva Lins
Eletroeletrdnica
Aplicada - Jéssica Ana Luisa Amorim Ribeiro 20221150030015 [Técnico Integrado em Mecanica
Santoro Gongalves
Pena
Eletronica Il - Larissa |, . '\ ior Soares de Oliveira | 20221150020095 || conico Integrado em Automagdo
Rezende Assis Ribeiro Industrial
Eletronica Il - La'rlss'a Vitéria Caroline de Morais 0221150020265 Tecnlcq Integrado em Automacao
Rezende Assis Ribeiro |Gongalves Industrial
Geometria Analitica -
Bruno de Paula Caetano Cordeiro de Melo 20211150040129 |[Licenciatura em Matematica
Miranda
Hidraulica e
p i

ne.umatlca. Jullya Cesario Martins 20221150030198 [Técnico Integrado em Mecanica
Reginaldo Dias dos
Santos
Matemadtica | - Bruno Técnico Integrado em Automacgao
de Paula Miranda Mateus Silva De Jesus 20231150020211 (Industrial
M itical-B P A

atematlc;.a runo Matheus de Oliveira Azevedo | 20231150030020 [Técnico Integrado em Mecanica
de Paula Miranda
Quimica I -Flavio |\« \1ata de Sousa Macédo| 20231150020025 || ccnico Integrado em Automagdo
Olimpio Sanches Neto Industrial



https://forms.gle/TpDkQsBhSt4mLqZx8

imica | - Flavi Arth Barreira Li
Quimica | - Flavio rthur Santos Barreira Lima | ) 31150030233 [Técnico Integrado em Mecanica
Olimpio Sanches Neto|de Sa

QL."ml.ca |- Flavio Sophia Moura Guedes 20221150030147 [Técnico Integrado em Mecanica
Olimpio Sanches Neto

Qulr;m.ca Il -.Ma}rc.os Vitéria Caroline de Morais 0221150020265 Tecmcq Integrado em Automacao
Antonio Calil Junior |Gongalves Industrial

Documentos a serem apresentados na assinatura do Termo de Compromisso:
a) Copia da Carteira de Identidade e CPF do estudante;

b) Nome do Banco, Agéncia e Conta-Corrente para depdsito da bolsa;

¢) Comprovante dos dados bancarios (cartdo, extrato, etc.);

d) Comprovante de residéncia, com o CEP.

Valparaiso de Goids - GO, 11 de outubro de 2024.
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